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１．概要（Summary） 

 ショウジョウバエは遺伝学的知見が多く遺伝子操作が容

易であるという利点から，昆虫の飛翔メカニズムや運動に

関わる信号処理システムの解明のために，飛翔行動に関

する研究が多く行われている。従来の研究手法として、高

速度カメラによる映像から離陸時の加速度を求める手法

が用いられていた。加速度に寄与するものとして飛翔力と

ジャンプ力が考えられるが、直接飛翔力やジャンプ力を

計測することはできなかった。 

 そ こ で 、 本 研 究 で は 、 MEMS （ Micro electro 
mechanical system）を用い、ショウジョウバエの離陸時

に発生させる微小なジャンプ力を計測するセンサを製作

し、実際に計測を行った。センサの製作においてナノテク

プラットフォームが有する高速大画面電子線描画装置を

活用し、メサ構造を持ったピエゾ抵抗型フォースプレート

を実現した。センサはプレート 1枚とそれを支えるビーム 8
枚で構成されている。プレートは変形を防ぐためメサ構造

を持つ。また、8 本のビームのうち 4 本は力検出用にピエ

ゾ抵抗が塗布されており、プレートにかかった力によって

変形し、抵抗が変化する。この抵抗変化によって微小な

力を計測することができる。残りの 4 本のビームは配線用

である。 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

 高速大面積電子線描画装置 

【実験方法】 

製作したセンサの共振周波数は 600 Hz であり、ショウ

ジョウバエのジャンプによって起こると考えられる振動と比

べて十分大きい。 

このセンサをチャンバ内に設置し、実際にプレート上で

ショウジョウバエを離陸させた。同時に、離陸・飛翔の様子

を高速度カメラで撮影し、運動の解析を行った。このセン

サを用いてショウジョウバエのジャンプ力を計測できること

が分かった。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

実験を繰り返した結果、ショウジョウバエのジャンプ力は

体重の約 10 倍であることが分かった。 
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